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Seitenz
hlung 1

 XG340−1 
λ /nm

u

Adaptation: λRG=575

logarithm. Uo-Empfindlichkeit
Uo = ( Pa • Da )0,5

log Uo = ( logPa + logDa) / 2
log [ Uo, Pa, Da ]

logUa= logUo
logPa= logPo − 0.05
logDa= logDo + 0.12
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 XG340−2 
λ /nm

u

Adaptation: λRG=575

logarithm. Uo-Sättigung
Uo = ( Pa • Da )0,5

log Uo = ( logPa + logDa) / 2
log [Pa/Uo, Da/Uo ]

logUa= logUo
logPa= logPo − 0.05
logDa= logDo + 0.12
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 XG340−3 
λ /nm

u

Adaptation: λRG=555

logarithm. Uo-Empfindlichkeit
Uo = ( Pa • Da )0,5

log Uo = ( logPa + logDa) / 2
log [ Uo, Pa, Da ]

logUa= logUo
logPa= logPo + 0.03
logDa= logDo + 0.03
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 XG340−4 
λ /nm

u

Adaptation: λRG=555

logarithm. Uo-Sättigung
Uo = ( Pa • Da )0,5

log Uo = ( logPa + logDa) / 2
log [Pa/Uo, Da/Uo ]

logUa= logUo
logPa= logPo + 0.03
logDa= logDo + 0.03
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 XG340−5 
λ /nm

u

Adaptation: λRG=525

logarithm. Uo-Empfindlichkeit
Uo = ( Pa • Da )0,5

log Uo = ( logPa + logDa) / 2
log [ Uo, Pa, Da ]

logUa= logUo
logPa= logPo + 0.16
logDa= logDo − 0.09
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 XG340−6 
λ /nm

u

Adaptation: λRG=525

logarithm. Uo-Sättigung
Uo = ( Pa • Da )0,5

log Uo = ( logPa + logDa) / 2
log [Pa/Uo, Da/Uo ]

logUa= logUo
logPa= logPo + 0.16
logDa= logDo − 0.09
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 XG340−7 
λ /nm

u

Adaptation: λRG=495

logarithm. Uo-Empfindlichkeit
Uo = ( Pa • Da )0,5

log Uo = ( logPa + logDa) / 2
log [ Uo, Pa, Da ]

logUa= logUo
logPa= logPo + 0.28
logDa= logDo − 0.22

    −3,1 −1,1   0,9   2,9   0.0
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 XG340−8 
λ /nm

u

Adaptation: λRG=495

logarithm. Uo-Sättigung
Uo = ( Pa • Da )0,5

log Uo = ( logPa + logDa) / 2
log [Pa/Uo, Da/Uo ]

logUa= logUo
logPa= logPo + 0.28
logDa= logDo − 0.22
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 XG341−1 
λ /nm

u

Adaptation: λRG=575

logarithm. Uo-Empfindlichkeit
Uo = ( Pa • Da )0,5

log Uo = ( logPa + logDa) / 2
log [ Uo, Pa, Da ]

logUa= logUo
logPa= logPo − 0.05
logDa= logDo + 0.12
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 XG341−2 
λ /nm

u

Adaptation: λRG=575

logarithm. Uo-Sättigung
Uo = ( Pa • Da )0,5

log Uo = ( logPa + logDa) / 2
log [Pa/Uo, Da/Uo ]

logUa= logUo
logPa= logPo − 0.05
logDa= logDo + 0.12
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 XG341−3 
λ /nm

u

Adaptation: λRG=555

logarithm. Uo-Empfindlichkeit
Uo = ( Pa • Da )0,5

log Uo = ( logPa + logDa) / 2
log [ Uo, Pa, Da ]

logUa= logUo
logPa= logPo + 0.03
logDa= logDo + 0.03
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ts=0.007

 
 XG341−4 
λ /nm

u

Adaptation: λRG=555

logarithm. Uo-Sättigung
Uo = ( Pa • Da )0,5

log Uo = ( logPa + logDa) / 2
log [Pa/Uo, Da/Uo ]

logUa= logUo
logPa= logPo + 0.03
logDa= logDo + 0.03
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 XG341−5 
λ /nm

u

Adaptation: λRG=525

logarithm. Uo-Empfindlichkeit
Uo = ( Pa • Da )0,5

log Uo = ( logPa + logDa) / 2
log [ Uo, Pa, Da ]

logUa= logUo
logPa= logPo + 0.16
logDa= logDo − 0.09
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 XG341−6 
λ /nm

u

Adaptation: λRG=525

logarithm. Uo-Sättigung
Uo = ( Pa • Da )0,5

log Uo = ( logPa + logDa) / 2
log [Pa/Uo, Da/Uo ]

logUa= logUo
logPa= logPo + 0.16
logDa= logDo − 0.09
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 XG341−7 
λ /nm

u

Adaptation: λRG=495

logarithm. Uo-Empfindlichkeit
Uo = ( Pa • Da )0,5

log Uo = ( logPa + logDa) / 2
log [ Uo, Pa, Da ]

logUa= logUo
logPa= logPo + 0.28
logDa= logDo − 0.22
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 XG341−8 
λ /nm

u

Adaptation: λRG=495

logarithm. Uo-Sättigung
Uo = ( Pa • Da )0,5

log Uo = ( logPa + logDa) / 2
log [Pa/Uo, Da/Uo ]

logUa= logUo
logPa= logPo + 0.28
logDa= logDo − 0.22

    −3,1 −1,1   0,9   2,9   0.0

555400 500 600 700
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ts=0.007
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Logarithmische Zapfen-Empfindlichkeiten und Quotienten
BAM-Prüfvorlage Nr. XG34; Farbensehen Eingabe: cmy0* setcmykcolor

Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/XG34/L34G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
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